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論　　文　　の　　要　　旨
　高速重イオンが固体薄膜を通過する際ラその道筋に沿った標的原子との問でヨ電子の交換を行い，
イオン1標的の内殻に空孔を生じヨ特性X線を発生する。同一元素のイオンと気体の衝突において
は雪K殻空孔生成は均等（対称）に行われることが知られているがヨイオンが同一元素から成る固体
薄膜を通過する場合はヨどうなるかは全く研究されていなかった。
　そこで著者は、筑波大学加速器センターの12UDペレトロン加速器の特徴を生かしてヨ電荷qiヨエ
ネルギーEiがヨそれぞれ11＋～24令ヨ50－160MeVと大幅に異なるCuイオンを。11～250μg／c㎡のCu
の自立薄膜（一部は1μg／c㎡までのバッキングつき薄膜）を通過させた。空孔生成によって発生する
イオン、標的からのKX線（KαヨKβ）をSi（Li）検出器により測定し、Dopp1erシフトを用いて識別し
た。KαX線の収量、Kβ／Kα強度比ラ蛍光収量からラ標的厚さtに亘っての平均K空孔断面積σ。。（イ
オン）、亙。＊（標的）を求めた。
　得られた結果の特徴は以下のように要約できる。標的厚さtをラIヨI亙ヨ玉I亙の領域に分けて考え
る。Iは平均自由行程から、イオン1標的問に1回の衝突しか起こらないと見傲せる単回衝突領域
（帖0）；nは房。ヨ云。＊がqi，Ei雪tによって変化する非平衡領域；II且はそれぞれがうqi書Eiラtに無関
係な平衡領域である。Iの領域ではイオン1気体衝突の場合と同様にラ空孔は対称に生成し害σ。。二
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硯。＊の関係が得られた。領域㎜ではラqi，Eiにかかわらずラ硯。＊二1．3晩。となった。領域IIではヨ
qiが平衡平均電荷ζより大きいか，小さいかによってラ房。ヨ房。＊はtの増加と共に減少ヨまたは増加
して㎜の平衡状態に近づく。（著者はイオンの平均電荷のt依存性もヨqiヨE…を変えて詳細に調べ、百
を求めた。）領域I亙Iにおいては，イオンの標的内通過に従ってラ中性標的原子のK電子がK－K遷移に
よってライオンのK空孔に移行し害標的にK空孔を生じヨtに亘って平均した時にラ硯。＊＞愉となる
と考えられる。著者はモデル計算により，昧。＊！1．3晩。の関係を定性的に説明することに成孔し
た。
　このように著者は，同種粒子と考えられる（ただし電荷状態は異なる）イオンと固体標的の衝突
において，広範なqiラE…にわたってラそれぞれのK空孔生成の標的厚さtによる“進化”の模様を具
象化しヨイオンー気体の衝突の場合との類似性1相異性を明らかにした。
審　　査　　の　　要　　旨
　高速重イオンの固体薄膜通過の際，気体通過の場合と異なり、衝突から次の衝突までの間にヨイ
オンは励起状態にある。同種元素のイオンー気体の衝突の場合は，内殻空孔の生成は均等（対称）
に行われるがヨ固体標的の場合の様子は未知であった。
　著者は、極めて薄い自立Cu薄膜の生成に成功し，加速器の特徴を生かして害q三ヨEiを広範に変化
しヨDopp1erシフトによって，イオン画標的からの特性X線を識別した。
　このことによりラtの関数として，イオン1標的のK空孔生成の平均断面積の変化を詳細にしらべ
た。特K空孔生成の“進化”の模様をライオンの平均電荷の進化と対比させながらラ移り変わりの描
像を明らかにしたことは高く評価される。
　よって，著者は理学博士の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
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